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液体源气化控制系统

若需要其它外形尺寸图，请联系HORIBA STEC。
*有时等价产品将用于替换列表中型号。

型号 H T W I
1/4inch VCR

I
1/4inch Swagelok

I
1/8inch VCR

I
1/16inch Swagelok

I
1/8inch Swagelok

I
1/16inch SpecialA B C D E
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LF-F/LV-F系列

               中国区销售商
       上海亨东仪器有限公司

工作时间：周一至周五（8：30 -17：30）
免费热线： 400-991-9227
手机：13661698706     
邮箱：13661698706@139.com
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随着半导体器件快速而一体化的发展，越来越多的细节

需要考虑其中。同时新的材料也被引入300mm晶圆制

程以提高产品性能。在这样的背景下，多种多样的液体

被应用到半导体生产过程中，而且流量也在不断增大。

    作为该领域的领导者，HORIBA STEC提供了一整套

的液体源气化控制系统，它们利用加热、直接注入、混

合注入等不同方法，确保平稳有效的将气体传送到客户

的使用点。自动供液系统能不间断的安全可靠的传输液

体，从而提高工作效率，同时有效降低了操作员的手动

操作以及制程污染风险。

液体源气化控制系统
 提供最小毫升级的超低流量控制

 能对低沸点及高粘性液体进行精确流量控制

 超洁净设计
*请确认最后一页的外部尺寸

 符合RoHS标准

数字式液体质量流量计/控制器

世界上第一个采用独特冷却技术的传感器

直接注入式

 结构紧凑：传统型号的1/5大小

 多方位安装

 最畅销的TEOS气化系统

 兼并有SEF或LF功能，且可数字式控制

 不需要专门的水泡池或气化缸

 增加了DeviceNetTM 型号

 符合RoHS标准

由于采用了无传送气化，使气化系统的设计更紧凑，
能适用于客户各种不同的产线及机台结构

混合注入式

 气液混合的方法能稳定的蒸发高沸点液体

 蒸发过程高效稳定

 可用于低温、大流量产品

 紧凑小巧的结构更易于融入客户设计

 符合RoHS标准

通过气液混合的方法能有效的蒸发液体

MI/MV 系列

VC 系列

LF-F/LV-F 系列

高温质量流量计

液体源气化控制系统液体产品01 02

MI/MV 系列

液体如果

液体质量流量计

质量流量控制器

出口

载体入口

LF-F MI/MV

SEC

返回

VC系列无传输型

载体入口 出口LF-F VC

返回

液体入口

高温质量流量计

出口VC SEF

返回

RoHS regulations:
RoHS stands for “Restriction of Hazardous Substances” and is a set of regulations enforced in the EU to limit the use 
of six hazardous substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs)  and 
polybrominated diphenyls (PBDEs)), in electric and electronic components.

RoHS兼容产品
RoHS规定：
RoHS代表有害物质禁用指令，它是一套来自欧盟的强制规定，用来限制以下六种有害物质在电气和电子元件中的使用，他们分别是：铅、水银、镉、六价铬、多
溴联苯和多乙烯多胺液体质量流量计



LU 系列

LSC 系列
LF-F/LV-F系列

排空
1/4英寸VCR凸形的

泵
1/4英寸VCR凸形的

源2出口
1/4英寸VCR凸形的

源1出口
1/4英寸VCR凸形的

清洗煤气入口
1/4英寸VCR凸形的

载体入口
1/4英寸VCR凸形的

左寄送线

脱气组件

辅助
坦克

液体
材料气缸

路细胞

液体材料给线
清洗排空线

PS

压力传感器

外形尺寸（mm）

外形尺寸(mm)

加热式气化系统畅销型号

 液体源气化控制系统的新开发型号，可以气化包括乙基硅酸盐在内的液体

 适用于大流量气化；能气化产生600SCCM的稳定TEOS流

 从设备前端可实现方便的维护

简易加热式气化系统

自动供液系统

安全、高效、连续地向气化系统提供液体源

 带有气化压力监控功能（专利申请中），能检查液体源罐更换的标准过程中的使
用效率

 可选择通过负载单元监控源罐可用液体剩余量

 简洁的设计更方便保养维护

 气泡清除模块标准化，可用于一系列气化系统，包括注入式和加热式气化系统

 安全标准：SEMI S2/S8/S14, CE标志

 符合ROHS标准

工作流

清洗煤气入口
1/4英寸凸形的

排出
1/4英寸
VCR凹形的

出口
3/8英寸
VCR凸形的

源1/4英寸
VCR凸形的

坦克

气动口才

阀门

质量流量控制器

SEC

基本流程
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5 ~ 100% F.S

所有液体，对不锈钢腐蚀的除外(例如，HCl和HF)

 1%F.S

 0.5%F.S

 0.5%F.S

5~50C摄氏度（15~45摄氏度下精度保证）

 ±0.1%F.S/℃  最大±1%

模拟式：0~5VDC   数字式：RS485

+15V ±5%,200mA       -15V ±5%,200mA

1/2/5

最大0.01 Pa·s (10cp)

0.05~0.3 MPa

1MPa

最大30kPa

PO: 小于1 x 10-8Pa·m3/s (He)     MO:小于5 x 10-12Pa·m3/s (He)

PO 型:  SUS316L, Ni, PTFE, PFA     MO 型: SUS316L,Ni

10/20

 小于2秒(T98)

1/8" 简易接口 1/8" VCR

50/100

1/4" 简易接口 1/4" VCR

1/2/5

最大0.1 Pa·s (100cp)

最大5MPa(流量计）/50~300kPa(压电陶瓷控制阀）

10MPa(流量计)

最大500Pa

小于5 x 10-12Pa·m3/s (He)

SUS316L, Ni

10/20

小于2秒(T98)

1/8" 简易接口 1/8" VCR

50/100

1/4" 简易接口 1/4" VCR

0.02/0.05/0.1

小于3秒(T98)

0.2/0.5

1/16" , 1/8" 简易接口, 1/8" VCR 型

0.02/0.05/0.1

小于3秒 (T98)

流量范围 (g/min)

测量范围

适用液体*1

粘性*2

精度*3

线性

重复性

反应速度

工作温度*4

温度系数

工作压力*5

最大压抗

压降*6

流量信号

电源

漏率

液路材质

标准接口

LF-F20M-A LF-F30M-A LF-F40M-A LF-F50M-A LF-F60M-A LV-F20(PO/MO) LV-F30(PO/MO) LV-F40(PO/MO) LV-F50(PO/MO) LV-F60(PO/MO)

*1对于LF-F/LV-F系列，须使用特定液体进行校准（订购时请指明使用液体）
--若液体中包含固体物质，则不能用来测量。当贵司使用该装置测量混合液体，且混合比例发生变化时，请提前告知。
--对于LV-F系列，如果被测液体中包含颗粒物，请在装置前端安装0.2um的过滤器
*2 根据流量范围，LV-F可用于最大粘度为0.01Pa-s的液体。若用于高粘度液体，请提前告知。
*3 基于SEMI E56-1296，精度、线性以及重复性规格针对被校准液体有效。   
*4 为了确保精确测量，请确保进入液体的温度最低比环境温度低10度，最高比环境温度高3度。
*5 5工作压力指的是在液体粘度为0.001Pa.s时的压力范围。    *6 全量程的最大压降是指在液体粘度为0.001Pa.s时的压降

0.2/0.5

1/16" , 1/8" 简易接口, 1/8" VCR 型

MI/MV 系列
MI-1000 MV-1000

液体材料

设定温度

泄漏

液路材质

温度传感器

压抗

标准接口

操作温度

可选项

加热器

温度开关

外漏

重量（包括导线）

流量举例：TEOS(到 7g/min),IPA(到 3cc/min)

最大140度

控制阀：1 x 10-6 Pa·m3/s (He)    气动阀：1 x 10-9 Pa·m3/s (He)

热电偶K型

液体接入：1/8英寸VCR公接头，气体接入：1/4英寸VCR母接头，气体输出：1/4英寸VCR公接头

120V(100W) / 208V(100W ) /240V(100W) 可用

上限2450RC 160摄氏度（榆木制）常闭型

620±10g(标准型);700±10g(可选气阀型）

最大5CCM转换（液相转换）

控制阀：最大140度，蒸发器：最大200度

控制阀：1 x 10-6 Pa·m3/s (He)    蒸发器：1 x 10-9 Pa·m3/s (He)

热电偶K型（控制阀，蒸发器）

液体接入：1/8英寸VCR公接头，气体接入：1/4英寸VCR母接头，气体输出：1/4英寸VCR公接头

控制阀120V(100W)/208V(100W)/240V(100W)可用，蒸发器120V(100W)/208V(100W)/240V(100W)可用

控制阀:上限2450RC 160摄氏度（榆木制）常闭型,蒸发器:上限2450RC 250摄氏度（榆木制）常闭型

所以液体，对不锈钢有腐蚀性的除外（如HCL、HF）

SUS316L,PFA

1.0MPa (G)

15~50摄氏度

气动阀

 小于1 x 10-8 Pa·m3/s (He)

LU-A1000 系列

TEOS, TMOB, TMOP, BTBAS

He气压力驱动

驱动压力0.3~0.6MPa(G),  清洁压力0.3~0.6MPa (G), OP N2 0.6~0.7MPa(G)

最大可装5加仑容量（在LU产品外部）

通过外部供应系统信号自动供应和停止

压力错误显示，当发生警报时，具有显示保持功能（手动重置），液位显示，序列等

参见气路流程

交流100V~240V，50/60Hz, 300VA

交流100V~240V继电器连接，信号容存

参考外形尺寸图

LU-A1000系列
支持液体

供应方法

供气压力

液缸

操作

操作界面显示明细

气体连接

电源

电路连接

外形尺寸

LSC-A100 系列

H2O 2SLM, TEOS 600 SCCM (最大)

最大1.33kPa

2.7L

PID控制加热器

浮标法

SEC-8400系列

Bellows型

SUS316L, PFA

20~35摄氏度

气压阀开/关，质量流量控制器流量设定信号（0~5 DC/0~100F.S.），紧急停止信号，自动调零信号（可选）

温度报警，液位H.H报警，液位信号（H，M，L），准备信号，质量流量控制器流量输出信号（0~5V DC/0~100%F.S.），调温缸内部风扇停止警报，阀电压监控（可选）

交流100V，单相50/60HZ，1.5KVA

自动填充系统，可以和LU系列连接

LSC-A100系列

*流量控制范围根据液体种类而不同    * SCCM和SLM是气体流量单位 (mL/min, L/min at 0 C, 101.3 kPa)

产生流量

操作压力

原料缸容量

加热管理方法

液面检查方法

内部质量流量控制器

气压阀

操作温度

外部输入

外部输出

电源

其它

气液接触区材质

符合所有RoHS规定

符合所有RoHS规定

符合所有RoHS规定符合所有RoHS规定

符合所有RoHS规定

VC 系列

TEOS, P(OCH3)3, C6F6

最大150摄氏度

减少压力

1.0x10-8Pa·m3/s

1.0x10-6Pa·m3/s

316L不锈钢（光滑表面）

交流100V ~ 120V 70W(35Wx2)

热电偶K型(CA)

1.0MPa（G）

液体接入1/8英寸VCR公接头 气体输出1/4英寸VCR母接头

最大5.0CCM（液相变换）

适用液体

温度上升

产生压力

外漏

内漏

液路材质

内部加热器

温度传感器

压抗

标准接口

VC-1420
HM：100~120摄氏度  HL：80~100摄氏度  MH：60~80摄氏度  MM：35~60摄氏度

 ±1% F.S

最大150度非通电时

DeviceNetTM协议 F-Net协议/模拟

小于5x10-12Pa·m3/秒(He)

遵循ODVA标准，DC24V，4.0V +15V±5%,150mA       -15V ±5%,150mA

316L不锈钢（光滑表面）

交流100 ~ 120V 50/60Hz 70 ~ 100VA

热电偶K型(CA)

1.0MPa (G)

1/4英寸 VCR 对等接头

SEF-8240D SEF-8240F
操作温度

精度

加热温度

数字式界面

泄漏

电源

液路材质

加热器

温度传感器

压抗

标准接口

*1 根据液体种类有所不同 *CCM是气体流量单位（mL/min at 25℃ 101.3kPa)

1110±0g(标准型);1190±10g(可选气阀型)

产生流量*1（当产生TEOS）

液体源气化系统液体产品03 04

型号

型号

型号 型号

型号

型号



在不断追求集成度和精细度的半导体器件中，很多中液体被

用来增强膜层属性。HORIBA STEC根据不同液体特性，提

供了最优的气化系统。
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MI-1000 MV-1000 VC系列

LV-F系列质量流量控制器类似于LF-F系列质量流量计，但它有压电陶瓷

阀和内部比较控制电路。它能比较流量设定信号和流量输出信号并自动控

制阀开度使这两个信号吻合。因为它采用了反馈控制电路，使得外部因素

无法对流量产生影响，从而能够实现稳定精确的控制。压电陶瓷阀的使用，

既稳定又不会产生热量，可以对低沸点的液体实现理想的控制。

测量原理

气化器原理

结构/操作原则冷却测量法

入口

流量传感器

输入输出信号

驱动器供电

放大电路
左电执行机构

流量控制阀门

金属隔板

电子冷却单元

出口

MPU

传感器
驱动电路

精密液体质量流量控制器LF-F/LV-F系列的流量感应器包含一个和毛细管

接触的冷电阻丝，类似于几个温度感应电阻丝。当液体流过时，感应器检

测到与流量成比例的温度上升，并转换成流量值。与加热法不同的是，此

方法可以用于测量低沸点的液体，同时它也能预防负面的影响（如蒸发），

实现精确测量。

  一个系统实例，展示了气化纯水并将其输送入一个比大气压还要大的腔室的过程。

HORIBA STEC在精密测量、控制和液体气化方面积累了大量的技术经验，我们在广阔的领域提供仪器，因此，无论是在半导体制程

中处理液体化学材料，还是在研发燃料电池的过程中添加水，HORIBA STEC都能提供您需要的工具。HORIBA STEC的仪器不但适

用于气化后传送入真空腔，而且也适用于气化后传送入大气压环境。我们能为您的需求提供最完美的气化系统。

载体煤气入口

质量流量控制器

液体质量流量计

气化器

出口

液体源入口

SEC VAPO

LV-F
另外，对于TL系统，我司近期在产品系列上增加了带有新型气化器的

LE气化系统。详细信息，请联系销售代表。

TL 系列

安全有效持续稳定的向气化系统供应液体源

外形尺寸

LU-A1000自动供液系统向液料加热式气化系统（LSC系列）和注入

式气化系统（MI/MV/VC系列）提供自动安全且无浪费的物料供应。

液体

不锈钢制毛细管 Ts

电子冷却单元 

传感器的温度分布 

温
度

 (
°C

 )

液流动时

液没流动时
ΔT

固体
液体

气体三重的点

压力

温度

High-k  Hf

High-k  Ta  Hf  Zr
                 Al  Si

Ti  TiN

Others
其他

H2O  IPA

TMCTS  DMDMOS  OMCTS  
4MS  HMDSO

TEMAH  TDEAH

TAETO  TEMAH  TDEAH 
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气化系统采用注入式的方法继而按以上1,2,3步进行传输。

VC系列采用内置质量流量计测量液体流量，而不需要载流气

体。MI/MV系列采用流量计测量，并引入载流气体通过质量

流量控制器来气化液体源。

注入式方法
以下条目列出了将液体源气化及输送入反应腔的主要步骤。

1. 测定液体源的流量，并通过反馈电路，控制阀门开度。

2. 液体瞬间完全气化。

3. 气体被释放，且不会变回液相状态。

气液混合方法

MI/MV使用此种气化方法。因为注入嘴前端的载流气压力更

高，因此可以有效加热。液体源和加热的载流气在注入嘴前

端的气液混合部混合在一起，当它们通过注入嘴时，压力降

低，使混合物气化。效率比传统的气化方法高。此方法应用

后，将可以产生大流量气体，且产生气体的温度也会降低。

上图显示了物质的不同状态。有两种方式从液体变为气体。第一种方法是在压力不变的情况

下升高温度，(              ) 这个方法一般在日常生活中经常可见-如煮水使之成为蒸汽，加热

需要时间，这使得快速气化难以实现。另外一种方法，先对液体提前加热，然后突然减少压

力，(              )气化器注入部分压力瞬间降低，这可以使液体实现瞬间气化。

不同液体的最优气化方法

系列 系列 系列 系列

补正比较
控制电路

阀门驱动电路
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